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摘要(译)

一种用于校准超声探头的方法，包括从超声探头接收测试夹具内的目标
的数据，其中，目标包括沿两个轴的重复图案;生成目标的第一超声图像;
并且识别第一超声图像中的目标的失真。该方法还包括基于识别失真来
估计超声探头内的三个角度误差中的一个或多个的偏移参数值;使用偏移
参数值产生目标的第二超声图像;识别第二超声图像中的目标的校正失真;
并存储偏移参数值。
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